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(54) VAKUUMSYSTEM UND VAKUUMPUMPE

(57) Vakuumsystem (20), insbesondere Massen-
spektrometriesystem, umfassend: eine Vakuumpumpe
(22) mit einem pumpaktiven Bereich (34), in dem ein Gas
mittels eines aktiven Pumpelements (36) förderbar ist,

eine Einrichtung zum Erzeugen eines Strahls (26, 32)
von zu analysierenden Teilchen, wobei der Strahl (26,
32) in den pumpaktiven Bereich (34) geführt ist.
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